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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月25日(2017.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブ基板を処理する方法であって、
　前記基板が歪んでいることを検知することと、
　検知された歪みに基づいて、前記歪みのある基板をフォトリソグラフィ処理することと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記検知することは、前記基板上の複数のアラインメントマークの位置を検知すること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記検知することは、前記基板がローラと接触しているときに、起こる、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　検知された前記アラインメントマークに基づいて、前記基板の歪みを計算することを更
に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　計算された前記歪みに基づいて、前記基板を処理するためのフォトリソグラフィ条件を
調整することを更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　計算された前記歪みは、前記基板上に形成された第一の生産物に隣接している前記アラ
インメントマークの検知に基づく歪みである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　計算された前記歪みは、前記基板の長さに沿って配置された複数のアラインメントマー
クについての平均の歪みである、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記フォトリソグラフィ処理することは、像形成器を用いることを含む、請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
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　前記複数のアラインメントマークは、横方向に伸びる複数のアラインメントマークを含
む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のアラインメントマークは、縦方向に伸びる複数のアラインメントマークを含
む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検知することは、前記基板がウェブ処理システムの中で動いているときに、起こる
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　計算された歪みは、前記基板上に形成された第一の生産物に隣接しているアラインメン
トマークの検知に基づく歪みである、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　チャンバ本体の中に配置されたローラと、
　アラインメント測定装置と、
　前記アラインメント測定装置に接続されたＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに接続された処理装置と、
　前記処理装置と前記ローラの間に配置された像形成器であって、前記ローラの形状に合
うべき凸状且つ円柱状のフィールド形状を生成することができる像形成器と
を備える、ウェブベース処理装置。
【請求項１４】
　前記アラインメント測定装置は、カメラを含む、請求項１３に記載のウェブベース処理
装置。
【請求項１５】
　前記処理装置は、フォトリソグラフィ処理装置を含む、請求項１３に記載のウェブベー
ス処理装置。
【請求項１６】
　チャンバ本体の中に配置されたローラと、
　基板が前記ローラに接触しているときに前記基板の歪みを検知するためのアラインメン
ト測定装置と、
　歪みのある前記基板をフォトリソグラフィ処理するための処理装置と
を備える、処理装置。
【請求項１７】
　前記アラインメント測定装置がカメラを備える、請求項１６に記載の処理装置。
【請求項１８】
　歪みのある前記基板が、アラインメントマークの検知に基づいて処理される、請求項１
６に記載の処理装置。
【請求項１９】
　前記処理装置が、ウェブ処理システムである、請求項１８に記載の処理装置。
【請求項２０】
　前記処理装置が、ウェブ処理システムである、請求項１６に記載の処理装置。
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